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前  言
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本标准由全国半导体设备和材料标准化技术委员会(SAC/TC203)与全国半导体设备和材料标准
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本标准起草单位:天通控股股份有限公司。
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蓝宝石抛光衬底片表面
残留金属元素测量方法

1 范围

本标准规定了蓝宝石抛光衬底片表面深度为5nm以内的残留金属元素的全反射X光荧光光谱测

试方法。
本标准适用于蓝宝石抛光衬底片表面残留的、在元素周期表中11(Na)~92(U)号(除去铝和氧),

且面密度在109atoms/cm2~1015atoms/cm2 范围内元素的定量测量。其他用途蓝宝石抛光片表面残

留金属元素的测量可参照本标准执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T8979—2008 纯氮、高纯氮和超纯氮

GB/T14264 半导体材料术语

GB50073—2013 洁净厂房设计规范

3 术语、定义和缩略语

GB/T14264界定的以及下列术语、定义和缩略语适用于本文件。

3.1 术语和定义

3.1.1
掠射角 glancingangle
全反射X光荧光光谱(TXRF)测试方法中X射线的入射角度。

3.1.2
角扫描 anglescan
作为掠射角函数,对发射的荧光信号的测量。

3.1.3
临界角 criticalangle
能产生全反射的最大角度,当掠射角小于这一角度时,被测表面发生对入射X射线的全反射。

3.2 缩略语

TXRF 全反射X光荧光光谱(totalreflectionX-rayfluorescence)

4 方法原理

4.1 TXRF的激发是以入射角小于0.1°的原级X射线掠射激发样品台上的样品。入射的X射线通过

样品表面发生全反射,由此激发出来的X射线荧光通过Si(Li)探测器进行探测,再通过光谱仪进行定

量分析。X射线的损耗波穿过样品表层呈指数递减,衰减强度与样品的表面粗糙度、总电子密度有关。
1

GB/T34504—2017




